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１．概要（Summary） 

デバイス作製のために、両面マスクアライナを用いて微

細パターンを作製し、Deep-RIE 装置を用いて流路を作

製する。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ダイシングソー 

両面マスクアライナ 

Deep-RIE 装置 

【実験方法】 

 ダイシングソーを用いて Si サンプルを切り出す。 

Si サンプルに対して OFPR をスピンコートしてパターンを

転写。Deep-RIE を用いて約 100[µm]の流路を形成す

る。 

Si サンプルに対して SU-8 をスピンコートしてパターを転

写。PDMS 流路用の SU-8 の mold を作製する。 

これによりドロップレット生成デバイスを作製する。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 フォトマスクを CAD にて作製し、マスクアライナでパター

ニング、Deep-RIE 装置で流路作製を行った。 

 Si サンプルの作製結果を Fig. 1 と Fig. 2 に示す。Fig. 

1 は流路と貫通孔、Fig. 2 はインレットを示す。 

 SU-8 の mold の作製結果を Fig. 3 と Fig. 4 に示す。

Fig. 3 はアウトレット、Fig. 4 はインレットを示す。 

 
Fig. 1 Photograph of Si layer   Fig. 2 Photograph of Si layer 
through hole.                 inlet. 

 

 
Fig. 3 PDMS layer outlet.   Fig. 4 PDMS layer inlet. 

 

Figs. 1-4 に示す様に、Si 層と PDMS 層の流路を作製す

ることに成功した。 

作製した各サンプルを接合し、溶液を流すことによってド

ロップレットの生成に成功した。 
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